
▽主なガスセンサ原理 

接触燃焼式 半導体式 

隔膜ｶﾞﾙﾊﾞﾆ電池式 定電位電解式 

非分散型赤外線吸収式 光波干渉式 

水素炎ｲｵﾝ化式 化学発光式 

熱線型半導体式 熱ｲｵﾝ化式 

熱線型熱伝導式 ﾆｭｰｾﾗﾐｯｸ式 

研究 
開発職 

▽企業概要 

設 立 1939年3月（理化学研究所より独立） 

代 表 代表取締役社長 小林 久悦 

資本金 25億6,550万円 

本社 東京都板橋区小豆沢2-7-6 

事業内容 産業用ガス検知器/測定器の開発・製造 

上場 東京証券取引所 市場第一部 

人類を、 
ガスから守れ。 
君の 
熱意と技術で。 新開発センター（春日部市） 

2015年1月稼働  
 


